


























专利名称(译) 二维阵列超声探头和超声诊断仪

公开(公告)号 US20110237952A1 公开(公告)日 2011-09-29

申请号 US13/051451 申请日 2011-03-18

[标]申请(专利权)人(译) 大石MICHIKO
朝雾悟
宫城TAKESHI
户崎TAKASHI

申请(专利权)人(译) 大石MICHIKO
朝雾悟
宫城TAKESHI
户崎TAKASHI

当前申请(专利权)人(译) 大石MICHIKO
朝雾悟
宫城TAKESHI
户崎TAKASHI

[标]发明人 OOISHI MICHIKO
ASAGIRI SATORU
MIYAGI TAKESHI
TOGASAKI TAKASHI

发明人 OOISHI, MICHIKO
ASAGIRI, SATORU
MIYAGI, TAKESHI
TOGASAKI, TAKASHI

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/00 A61B8/4405 G10K11/004 B06B1/0629 G01S15/8925 A61B2562/222

优先权 2010068683 2010-03-24 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据一个实施例，超声探头包括以二维阵列的形式布置的压电元件，被
配置为处理从压电元件获得的信号信息的处理IC，以及设置在压电元件
和处理IC之间的柔性布线基板。压电元件安装在前表面上，处理IC安装
在后表面上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a6f19eb7-e714-4c10-a4f3-e224559ef542
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044657229/publication/US2011237952A1?q=US2011237952A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220110237952%22.PGNR.&OS=DN/20110237952&RS=DN/20110237952

